CRT-1
无接触及连续的金属涂层薄片电阻率及光学密度复合测量系统

1. 概况
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本系统用于测量镀层过程中金属涂层的厚度和均匀性。本系统集成了光学密度和薄片电阻率两种方法，两种方法可以同时使用或者分开使用。
如果涂层较厚，电阻率的方法更为精确，反之则光学密度的方法更为适合。如果材料不透明（如有色或有印刷图案），则应采用电阻率的方法。两种方法均不接触材料表面，因此不会影响涂层过程，也不会对材料造成损伤。测量方法连续工作，因此可实现一个涂层的无中断控制。
电阻率测量根据高频涡流原理，其测量结果用Ohm/sq来表示涂层厚度。光学密度测量则根据光的穿透性，测量结果用光学密度OD来表示涂层厚度。电阻率传感器和光学密度传感器均封装在同一探测头内。
多组传感器可以依据材料宽度，排列在材料的横向方向上。传感器之间的最小间距由传感器本身的尺寸决定，也可以根据蒸发舟的位置来合理排列传感器，从而使传感器可以覆盖整个涂层区。对于金属箔片，距离在5-23mm之间。
CRT-1是兼顾功能及费用的最合适选择。

2. 功能
整个测量系统可包含多达99对测量探头，接口适配器和电源模块。每对探头均包含有电阻率传感器和光学密度传感器。探头安装在铝制框架上。
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材料从探测头之间的空隙通过（右图）。传感器产生电阻率信号和光学密度信号，由微处理器转换成数字信号，然后通过数据总线传递到接口并最终传送给电脑或者其他设备。
每个探测头都带有一个微处理器和一个A/D转换器，所以每个探测头都具有线性、放缩、校正、校准及温度补偿等功能。在多信道系统中，每个探测头都可以独立运行，因此保证了一个很高的测量速度。接口具有信道扫描、微控制器、探测头电源和电绝缘等功能或特性。

本系统适用于真空环境，接口则一般安装在真空室外。
因为探测头通过数据总线和接口通信，无论多少信道，都只需要几根线穿过真空室，从而最大可能减小了真空室穿通口的尺寸。
整个测量系统可包含多达99对探测头。

1.  电阻率传感器
电阻率传感器包含有一个测量线圈，产生一个高频电场穿透材料。材料同时吸收掉一部分电场能量，这部分能量损失由探测头测量出来，并且根据能量损失与电阻率的一个相应关系，换算成薄片电阻率。
电阻率传感器带有一个处理器控制的温度补偿器，因此对具有高电阻率的材料所引起的温度变化对测量结果几乎没有影响。
测量区域由探测头本身尺寸以及探头之间间隙决定。
2.  光学密度传感器

红外发射器发送一个红外线束（波长为875nm）穿过材料。材料上的金属涂层根据不同的光学密度吸收了相应的辐射能量。接收器能够监测穿过材料的红外强度。材料的光学密度由红外强度计算得出。测量区域为直径约为5mm的圆形。测量范围为0-4.00 OD，可扩展至5.00 OD。
3. 测量接口


测量接口包括：
· 数据总线接口；

· 微处理器：微处理器控制测试点的选择、数据总线接口和串口。它提供放大信号、修正和通过电脑编程等功能；
· 电绝缘接口适配器：探测头、接口和框架均是电绝缘连接，因而串口接口和所连接电脑通过该适配器电绝缘；

· 电源：230VAC；
· 串口接口：RS-232是标准配置，也可以根据需要提供RS-485或Profibus接口。测量数据通过串口接口输出，并进行编程或传送操作。
接口盒放置在真空室外面，外壳为金属。所有输入输出接头都是可插拔式的。
3. 机械构造

1.  测量范围和测量间隙


测量间隙的大小会影响测量结果的精确性，测量间隙越小测量结果越精确。对于测量范围在0.1-10Ohm/sq内，测量间隙可在10-23mm之间；如果测量范围高达1000Ohm/sq，测量间隙应在3-5mm间。在定制系统时需要确定测量间隙，一般情况下我们推荐尽可能小一些的测量间隙。

用于箔片或纸行业时，测量间隙在3-10mm之间；用于玻璃行业时，测量间隙应在3-5mm间。

为了便于清洗，光学传感器的间隙要大一些。

当选定正确的探测头间隙，并且材料位于两个探头中间，下一步需要对整个系统做校准。只要材料位置在两个探头中间的30%范围内，探测数据均可保证一个很高的精度。


探测头有2种尺寸，一种是60 x 60mm，另一种是80 x 80mm。后一种通常用于较大的探测头间隙和较高的电阻率（>10mm，>30Ohm/sq）。


探测头数量由所测材料宽度决定。两对相邻的探测头之间的横向距离一般为100mm（探头中心到探头中心，适用于60 x 60mm探测头，探测头间隙为5mm），或120mm（探头中心到探头中心，适用于80 x 80mm探测头，探测头间隙为23mm）。

60 x 60mm探测头在5mm间隙下的测量范围大约是70 x 70mm，而80 x 80mm探测头在23mm间隙下的测量范围大约是110 x 110mm。


探测头安装在铝制框架上。系统在发货前已经完成安装、连接和校准的工作。在框架的末端有一根线缆用于连接接口。框架的长度根据实际应用情况专门设计定制。该构造使得更换探测头对非常简单，连接外部接口的线缆也包含在内。
2.  安装


我方需要知道框架长度和所需要的探测头数量。我方负责产品的制造和组装工作。客户只需要将系统固定到设备上面。

3.  维护


系统的构架使得拆卸某些部件如传感器、接口单元等非常简单，不需要拆开整个系统。而且整个系统的性能不会因为其中某个传感器失效而受到很大影响。
4.  软件


配套提供一个具有基本的校准和数据采集功能的软件。如果客户需要，可以提供包含更多功能的软件。
5.  校准


系统在交货时已经校准。如果需要重新校准，可通过软件轻易实现。
6.  可选件和升级

为提供更好服务，我方可以提供工业计算机、监视器、打印机、控制箱等配件。

4. 技术参数

1.  薄片电阻率

· 测量方法：
高频方法

· 测量范围：
1. 0.1-4(10)Ohm/sq；10-0.25(0.1)Siemens (mho)/sq

            2. 0.5-20(50)Ohm/sq；2-0.05(0.02)Siemens (mho)/sq

            3. 2-80(200)Ohm/sq；0.5-0.0125(0.005)Siemens (mho)/sq

            4. 10-400(1000)Ohm/sq；0.1-0.0025(0.001)Siemens (mho)/sq

· 测量间隙：
0.5-23mm
· 测量速度：
约0.1秒/信道

· 精度：

23+/-2度的外部温度，正确设置探测头位置、间隙以及材料位置条件下

· 接口：

RS-232，可选RS-485或Profibus
· 电源：

230V（+10/-15%），50/60Hz，或按要求

· 功率：

约50ＶＡ
· 外部条件：
操作温度：０-４５度，存储温度：-２０-80度 ，相对湿度：最大80%
2.  光学密度

· 测量原理：
LED

· 波长：

约0.875nm

· 测量范围：
0-4.00 OD          可选5.00 OD
· 测量速度：
约10 信道/秒

· 精度：

+/- 0.1%量程
· 接口：

RS-232，可选RS-485或Profibus 

· 操作温度：
5-50度

· 信道数量：
0-99

· 间距：

相邻探测头：最小70mm，探测对之间：27mm

NAGＹ从１９７４年就开始从事薄片电阻率相关产品的生产开发，３０多年的专业知识提供该领域最好的技术和产品！
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